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台湾知的財産裁判所、Gudeng Precision 
Industrial Co., Ltd.がインテグリスの 
レチクルポッドの特許を侵害したと認定

台湾知的財産裁判所は 3月 22日、口頭で判
決を言い渡し、Gudeng Precision Industrial 

Co., Ltd (家登精密工業股份有限公司)によ
るインテグリスの台湾特許 No. I-317967の
侵害を認めました。この判決で、損害賠償金
3,200万米ドルの支払いと特許侵害製品の
回収および破棄をGudeng側に命じました。 

重要な点は、裁判長が、台湾発明特許番号
I-317967「レチクル、位置調整および配置方
法を含むレチクル搬送容器」に関するインテ
グリスの権利を侵害するレチクル SMIFポッ
ドおよびその他の製品を、Gudengが直接的

または間接的に製造、販売提案、販売、使用、
輸入することを禁止したことです。さらに、裁
判官は Gudengに特許を侵害しているレチ
クルポッドの回収および破棄も命じました。 

インテグリスの EUV 1010レチクルポッド
は、マスクのディフェクト発生を防ぐ機能が
飛躍的に進歩した製品で、先進的なテクノロ
ジーノードの量産に導入することにより、お
客様が効率とスループットの向上に注力で
きるようになります。EUV 1010は、露光装置
NXE:3400B以降での使用が ASMLによって
初めて認定された製品です。

インテグリス・ジャパンで改善事例発表会を開催

日本においてインテグリス製品の製造を行っ
ているインテグリス・ジャパン (山形県米沢
市)では、お客様により良い製品を安定的に
提供するため、定期的に製造および工場に
関する改善事例の発表会を開催し、事例の
共有化と改善の啓発を行っています。

去る 5月 29日、上半期の改善事例発表会が
開催されました。今回は 6チーム/15名が、
各職場における課題について改善に取り組
んだ内容を発表しました。そして、厳正なる
審査のうえ、最も優秀なチームが米沢市で秋
に開催される米沢電機工業会の改善事例発
表会で発表を行います。

インテグリスは、こうした活動を通して、お客
様により安心してインテグリス製品をご使用
いただけるよう、日々改善に努めています。

クリックしてインテグリスのブログ
Ensights (英語)を体験しましょう !

日本インテグリス合同会社
製品・サービスに関するお問い合わせ先

東京本社
T 03-5442-9718 
F 03-5442-9738
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自動車の信頼性の問題にコンタミネーションが及ぼす影響の検討

By Entegris Inc.

課題とチャンス
交通/輸送手段の進化は、半導体
製造工場に課題とチャンスをも
たらし続けています。「最先端」で
「主流」の ICメーカーには、歩
留まりおよびパラメトリック性能
のレベルを維持しながら、より長
い製品寿命 (15年以上)を保証す
ることが求められています。歩留
まりおよびパラメトリック性能の
障壁となる要因として知られる
材料汚染は、現在、車両寿命の
早期/中期/後期に見つかる信頼性に関わる不具合の潜在的な原因と
見られています。自動車部品がデジタルシステムへ移行するにつれて、
これら最新デバイスの数と種類の増加によって信頼性に関わる課題が
複雑化しています。

新しいデジタルシステムの製造における課題
この予測がもたらす課題とそのソリューションについて、インテグリス
の市場開発担当 VPを務めるWenge Yangの見解が、最近の Solid 

State Technology (英語)で紹介されました。Wenge Yangは、「主流の
既存工場の多くは、90%レンジという高い歩留まりを実現しています。
しかし、最近になって、チップの歩留まりを低下させることはない非常
に微小な粒子も、将来的に信頼性の問題を引き起こすことが分かりま
した。そのためインテグリスは、これまでよりもさらに汚染物質を減らす
新たな取り組みを業界に提唱するようになりました」と述べています。 

半導体業界によって運転支援技術と完全自動運転技術が実現されつ
つある今、サプライチェーンは、安全性、性能、コスト、信頼性に関す
る一連の基準を満たすことのできる自動車を設計、製造するためのソ
リューションを必要としています。

解決策は共同アプローチ
新しい共同アプローチ (NCA: 

New Collaborative Approach)

は、自動車メーカー、半導体製
造工場、サプライヤー、学界が一
丸となり、信頼性の問題を引き
起こすおそれのある欠陥の形成
においてコンタミネーションと
プロセスのばらつきが及ぼす影
響を調査しています。インテグリ
スのシニアリージョナルディレク
ターである Antoine Amadeは、
ドイツのドレスデンで開催され

た Strategic Materials ConferenceでこのNCAモデルについて発表し
ました。このイベントでのインタビューは先頃、SEMI (英語)に掲載され
ました。Amadeは、「この新しい共同アプローチは、半導体製造工場で
懸念される主要な分野に新しい視点と専門性を提供する諮問プロセス
であり、最終的な目標をゼロディフェクトに置く学際的なアプローチで
す。この取り組みでは、ベースラインおよびプロセス管理の改善、均一
性の強化、逸脱の防止に重点を置いています」と述べています。

インテグリスは、自動車メーカーと半導体製造工場に加え、プロセス装
置、材料、サービスのサプライヤーと協力してソリューションを開発する
ために意欲的に取り組んでいます。現在実施中の調査プロジェクトの詳
細をご確認いただき、自動車と半導体の信頼性に関するご意見と懸念
を把握するための弊社のアンケート調査にぜひご協力ください。

詳しくは、www.entegris.com/automotiveで 

ホワイトペーパーと動画 (英語)をご覧ください。

ご協力ください。 
自動車に関するアンケート調査

信頼性 – Reliability

図 2: 自動車用電子機器における失敗コスト

図 1: 2030年の自動車における
半導体部品のコスト (推定)

2030年の自動車コスト(推定)
出典: EDN

拡大率 : 6,000 倍 出典 : インテグリス

図 3: 薬液用フィルターに捕捉された
さまざまなサイズの粒子

https://electroiq.com/2018/12/microcontamination-despite-high-yield-can-cause-long-term-reliability-issues/
https://electroiq.com/2018/12/microcontamination-despite-high-yield-can-cause-long-term-reliability-issues/
http://blog.semi.org/technology-trends/a-new-collaborative-approach-to-automobile-industry-reliability-challenges
www.entegris.com/automotive
http://entegris.webcontentor.com/ja
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先進的なリソグラフィの実現: EUVレチクルの保管および搬送における課題

By Entegris Inc.

半導体業界が微細化設計の限界に挑み続けるなかで、EUVリソグラ
フィは量産化に進みつつあります。7 nm以下の先進のノードでは、EUV

リソグラフィはパターン形成プロセスを合理化できる技術です。このよ
うな微細スケールでの信頼性の高いパターン形成には、高清浄なレチ
クルが必要です。

他のレチクルと同様に、EUVリソグラフィに使用されるレチクルは安全
な保管のためにレチクルポットを使用しており、リソグラフィによるパ
ターン形成、検査、洗浄、修理の間も保護のためにレチクルポッドが必
要となります。保護ポッドは、望ましくないコンタミネーションや物理的
な破損を引き起こすことなく長期間使用できなければなりません。

193 nm液浸リソグラフィ向けに設計されたポッドは、EUV用レチクル
の保護には十分とはいえません。EUVリソグラフィ固有の要件によっ
て、大きな制約と高い要求がポッドに課されるため、EUV用レチクル
ポッドは多くの重要な部品を備えた高度に専門的な製品となります。 

本稿では、EUVリソグラフィ用のポッド設計に固有の課題について説明
し、より多くの工場が先進的なリソグラフィノードを導入できるようにする
ためのソリューションを提案します。

EUV用レチクルの保護
リソグラフィのパターンが微細であればあるほど、よりレチクルの汚染
のリスクをもたらします。潜在的な汚染源には異物と残留化学物質があ
ります。レチクルのコーティングは繊細で、容易に損傷を受けます。製
造工場内のロボットアームなどの想定されるプロセスの部品であって
も、髪の毛のような想定外の汚染物質であっても、レチクルに接触する
ものは何であれ損傷の原因となりえます。

液浸リソグラフィでは、パターン露光中の粒子汚染からレチクルを保護
する「塵 (ちり)除けカバー」としてペリクルが利用されます。ペリクルは
光透過性が必要で、EUVリソグラフィの場合、13.5 nm前後の波長を持
つ EUVスペクトルの光が透過します。既存のペリクル膜材料は、ほとん
どが EUV光を吸収しますが、半導体業界では EUV専用のペリクルを実
装し始めています (図 1を参照)。

ペリクルが EUVリソグラフィの標準になるまで、ペリクルなしレチクル
をEUVポッドで保護する必要があります。EUVリソグラフィ用のNXE露
光装置には、真空下で使用する金属製インナーポッドと周囲環境に接
するアウターポッドからなるデュアルポッド構成が必要です。インナー
ポッドは露光装置内でのみ開けられます。

デュアルポッド構成は EUVリソグラフィの標準的技法であり、このよう
なポッドは市販されています。ただし、容易に入手できるというだけで、
それが完成された製品であるというわけではありません。EUVポッド設
計 (図 2を参照)は、性能とリソグラフィのスループットに対する要求を
満たすために進化し続けています。

図 2: EUVリソグラフィ用デュアルポッド構成、 
アウターポッド (左)とインナーポッド (右)

デュアルポッド構造の保護があっても、汚染の可能性がないというわけ
ではありません。そのため、汚染のリスクを考慮して EUVポッドを開発
する必要があります。特にペリクルなしレチクルの場合は、インナーポッ
ドが保護の中心的な役割を果たすとともに、それが最も大きな潜在的
汚染源でもあります。

ポッド設計に際して考慮すべきことは、インナーポッドとアウターポッドの
形状とその材料の両方です。

ペリクルへの対応
レチクルポッドは長期使用が想定されるため、EUVリソグラフィの現在
および将来のニーズに対応しなければなりません。従って、現在のポッ
ド設計者は、ペリクルなしのレチクルだけでなく、ペリクル付きレチクル
を収容するスペースのある製品を考慮に入れる必要があります。ポッド
の外形寸法と重さの要件を満たしたままで、ペリクルポケットを追加す
るようにインナーポッドを修正することは可能です。

ペリクル対応のポッドを設計するには、ポッドメーカー、ペリクルサプラ
イヤー、露光装置メーカーのそれぞれが緊密に協力する必要がありま
す。インナーポッドの重量は自動化装置により制限されており、ペリクル
ポケットを追加するために取り除く材料と同程度の重量をポッドの他
の部分に追加しなければならないということです。また、インナーポッ
ド内の接触箇所と窓の位置は、ペリクルの形状を考慮して決める必要
があります。

詳しくは、こちらからフルバージョンを 

ダウンロードしてください。

EUVレチクル
13.5 nm

吸収体

ペリクル

多層反射膜

粒子 (µmサイズ)

レチクル

反射光

出典 : Carmen Zoldesi 9048-581

イノベーション – Innovation

図 1: EUVレチクルへのペリクルの装着

https://info.entegris.com/white-paper-enabling-advanced-lithography-the-challenges-of-euv-reticles-ja
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Zero Defectsについてのご質問・ご要望がございましたら、JP-PR@entegris.comまでメールをお寄せください。
また、インテグリスの製品やサービスについてのお問い合わせは、巻頭にある問い合わせ先にご連絡いただくか、 
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企業・団体名/事業所名*:   部署名*:
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*     記入必須項目

配信変更フォーム 
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インテグリスの静電チャックによるウェーハのハンドリング

独自のコーティング技術と革新的な製造能力を活用したインテグリス
の静電チャックは、クランプ時の非常に平坦なウェーハ表面、均一な熱
特性、良好なガス冷却、優れた耐プラズマ浸食性、非常に少ないパー
ティクルおよびメタルコンタミネーションを実現します。この先進的な
ウェーハ接触表面は電気的特性を調整できる材料でできており、最適
なウェーハ接触表面で総合的な性能を高め、寿命を伸ばしながら、汚
染リスクも最小化します。

利点
• 粒子および金属汚染が少ない 

• 高速なクランプおよびクランプ解除 

• 信頼性の高い一貫したウェーハクランプ 

Entegris® and the Entegris Rings Design® are trademarks of Entegris, Inc.

©2018 Entegris, Inc.    |    All rights reserved.     |     9000-10145

静電チャックによる
ウェーハのハンドリング

クランプ力が調整可能

裏面ガス圧力

kPa
0.40

kPa
13.3

高速なクランプおよび
クランプ解除時間

チップ製造プロセスあたり
数百回のクランプおよび

クランプ解除

1
秒

接触面の最小化によって
コンタミネーションを低減

ウェーハ接触面ソリューションのカスタマイズ化

研磨アルミナ

ポリマーベースの
エンボスコーティング

導電性
エンボスコーティング

シリコンを含んだ
エラストマーベース
および炭素ベースの
コンポジット
コーティング

硬質炭素ベースの
コーティング

シリコンベースの
エンボスコーティング

プラズマエッチング耐性
エンボスコーティング

1998

20042011

2013 2017

1994 1996

20年にわたる継続的な技術革新とコラボレーションによる
先進的なスマートソリューション
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